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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblittern geregelt sind, moglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfiigbaren Blitter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/5575.

Einleitung

Diese Richtlinie bezieht sich auf reflektive Ront-
genoptiken, die

e auf der Nutzung der Totalreflexion sowie

o auf Multischichtsystemen auf Basis der Bragg-
Reflexion an inneren Grenzflachen

zur Beeinflussung der spektralen Zusammensetzung
und der Richtungscharakteristik beruhen. Die physi-
kalischen Prinzipien und bestimmenden Parameter
dieser Rontgenspiegel werden beschrieben. Die
Rolle und der Einfluss von Substrat und Beschich-
tung werden im Detail erldutert und Totalreflexions-
und Multischichtspiegel fiir verschiedene Anwen-
dungen diskutiert. Die gebrauchlichsten réntgenop-
tischen Systeme, die Rontgenspiegel nutzen, wie
Kirkpatrick-Baez-, Wolter-, Schwarzschild-, Mon-
tel- und EUVL-Optiken, werden kurz vorgestellt.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie wendet sich an Anwender, Ent-
wickler und Hersteller von Rontgenspiegeln. Typi-
sche Anwendungsgebiete sind Laborgerite, die
Rontgenstrahlung z.B. fiir Diffraktion, Spektro-
skopie, Streuung, Tomographie und Mikroskopie
nutzen, aber auch die Instrumentierung fiir Syn-
chrotronstrahlung an Elektronenspeicherringen und
Freie-Elektronen-Lasern. Weitere Anwendungsfel-
der sind die EUV-Lithografie und die Ront-
genastrophysik.

2 Normative Verweise

Das folgende zitierte Dokument ist fiir die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich:

VDI/VDE 5575 Blatt 1:2018-09
Systeme; Begriffe

Rontgenoptische

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Dusseldorf 2018

Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/5575.

Introduction

This standard deals with reflective X-ray optics
that are based upon

e the use of total external reflection or

e Bragg reflection on inner interfaces of a multi-
layer structure

to influence the spectral composition and the direc-
tional characteristic. The physical basics and im-
portant parameters of X-ray optics are described.
The role and the influence of substrate and coating
are explained in detail. Total external reflection
and multilayer mirrors for several applications are
discussed. The most common X-ray optical sys-
tems using X-ray mirrors, such as Kirkpatrick-
Baez, Wolter, Schwarzschild, Montel and EUVL
optics, are briefly introduced.

1 Scope

This standard addresses users, developers and pro-
ducers of X-ray mirrors. Typical application fields
are laboratory equipment using X-rays, e.g., for
diffraction, spectroscopy, scattering, tomography,
and microscopy as well as instrumentation for syn-
chrotron radiation at electron storage rings and
free-electron-lasers. Further application fields are
EUV-lithography and X-ray astrophysics.

2 Normative references

The following referenced document is indispensa-

ble for the application of this standard:

VDI/VDE 5575 Part 1:2018-09 X-ray optical sys-
tems; Terms and definitions
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